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１．概要（Summary） 

インプリントの際に PDMS モールドに超音波振動を印

加する液滴室温マイクロコンタクトプリントリソグラフィ

（Ultrasonic Vibration Droplet Room-temperature 

Micro-contactprint Lithography：USV-DRT-MCL）を

提案した 。 この方法によ り ， DLC （ Diamond-like 

Carbon）マイクロギヤの作製について検討し，医療用

MEMS の摺動部品としての開発を目指す。そこで，DLC

膜は山口大学微細加工支援室の設備を利用してイオン

シャワー加工を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ECRエッチング装置，触針式表面形状測定装置， 

走査型電子顕微鏡 

【実験方法】 

最適な超音波振動液滴室温マイクロコンタクトプリント

条件を用いて，コンタクトプリントを行い，形成したマスク転

写パターンをCHF3イオンにより残膜層を除去後，O2イオ

ンで加工することで DLCマイクロギヤを作製した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1はイオンシャワー加工後［残膜層をCHF3イオン

（400 eV，25 s）で除去し，DLC膜を O2イオン（400 eV，

12 min）］の DLCマイクロギヤの走査型白色干渉顕微鏡

（Coherence Scanning Interferometer ： CSI）像とそ

の断面プロファイルを示す。超音波振動を印可［10 VPP，

方形波，100 kHz］することで残膜層を 200 nmから 40 

nm と 1/5 に減少することができた。また，歯先円直径 50 

µm，高さ 450 nmの DLCマイクロギヤが作製できた。 

 

 

Fig.1 (a) The CSI images (b) cross-sectional 

profile of DLC micro-gears in USV-DRT-MCL 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
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